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Abstract 



An automatic focusing apparatus for optical instruments, in particular for reflected light microscopes, 
wherein a measuring point is produced on the surface of an object by an eccentric measuring beam 
formed by blocking a portion of the path of a full beam. The measuring point is imaged onto a 
photoelectric device by reflecting the measuring beam along the blocked out path. When the object 
plane wanders from the focal plane, the photoelectric device actuates a control device which returns 
the object plane to the focal plane. The apparatus comprises a source of light to produce a, preferably 
pulsed, laser light for the full measuring beam, an optical structural element for geometrically blocking 
one-half of the full measuring beam to produce the eccentric measuring beam and simultaneously for 
geometrically blocking the reflected measuring beam from the path of the full measuring beam. A lens 
is positioned in the measuring beam and a photodetector device in the form of a differential photodiode 
pair is positioned to receive the reflected measuring beam. A divider mirror, preferably dichromatic, is 
provided for introducing the measuring beam into the path of the illuminating beam of the optical device 
and for reflecting the reflected measuring beam from the path of the illuminating beam of the optical 
instrument. 
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Patentanspruche: 

1. Vorricbtung zum selbsttatigen Fokussieren auf 

in optischen Geraten. insbesondere AuBicntmikro- s 
skopen.zu betrachtcnde Objekte, in der mittels cines 
auBermittig vcrlaufenden. scparatcn McSstrahlcn- 
bundels ein MeBUchtpunkt auf derObjektoberfiache 
erzeugt und dieser mittels des remittierten. c ben falls 
auBennittig verlaufenden MeBstrahlenbflndels nach io 
Ausblendung aus dem bcleuchuingsseitigen MeS- 
strahlengang auf einer fotoelektrischen Bnrichtung 
abgebildet wird derart daB deren SignaJe bei Aus- 
wanderung dcr Objektebene aus der Fokusebenc 
des Objektives eine Steucreinrichtung crregen. die 15 
die Objektebene in die Fokusebene zuruckfOhrt 
dadurch gekennzeichnet. daB sie in Konv 
btnation enthalt: 

(a) eine LiehtqueUe (LP) zum Erzeugen von Laser- 
licht fur das MeBstrahlenbundel (MX 20 

(b) ein optisches Bauetement (18) zur geometri- 
schen Abblendung eincr Halfte des beleuch- 
tungsseitigen MeBstrahlenbQndels (M b ) sowie 
gleichzeitig zur geoemetrischen Ausblendung 
des remittiertcn MeBstrahlenbOndels (M r ) aus 2S 
dem MeBstrahlengang^MJt 

(c) ein in axialer Richtung definiert verschiebbares 
Unsensystem, dem Mittel zum motorischen 
Versieilen der Linse (14) nach MaBgabe des 
vorgegebencn Offsets zugeordnet sind, 30 

(d) eine als Differenzdiode (D\, ft) ausgebildetc fo- 
toetektrische Einrichtung. wobei vor der Diffe- 
renzdiode (D u Di) eine Spahblendc (23) ange- 
ordnet und derart ausgerichtet ist daB deren 
Spalt (24) senkrechi zum Spalt (22) der Dtffe- 35 
renzdiode (D\, Ih) sowie in Richtung des — 
nach MaBgabe des jeweils voriiegenden Defo* 
kussierungsbetrages — wandernden FJeckes 
des abgebildeien Laser-Spots (1w') veriauft und 

<e) einen das beleuchiungsseitige MeBlichtstrah- 40 
lenbundel (Mb) in den Beleuchtungsstrahlen- 
gang (B) des optischen Gerates einleitenden 
bzw. das remittierte MeBlichtstrahlenbOndel 
(Mr) aus dem Beleuchtungsstrahlengang (BJdes 
optischen Gerates ausspiegelnden Teilerspiegel «5 
(Til 

2. Vorrichtung nach Anspruch I. dadurch gekenn- 
zeichnet daB die LiehtqueUe (LD) moduliertes La- 
serlicht fur das MeBstrahlenbundel fA/Jerzeugt 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- so 
zeichnet daB der Teilerspiegel (T2) ein dichroi tischer 
Teilerspiegel ist 

4. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
spruche t bis 3, dadurch gekennzeichnct, daB sie ais 

in den Beleuchtungsstrahlengang (B)6t% optischen 55 
Gerates, insbesondere in einen Mikroskopauflichtil- 
luminator, zwischen dessen LiehtqueUe (6) und ei- 
nem im Abbildungsstrahlengang (A) des optischen 
Gerates angeordneten. ersten teildurchlassigen 
Strahlenteiler (Ti) einschiebbares Modul (Mo) aus- 60 
gebildet ist, welches Qber den zweiten Teilerspiegel 
(T 2 ) in den Beleuchtungsstrahlengang /BJoptisch an- 
gekoppelt wird. 

5. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprtiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daO zusatz- 65 
lich ein mindestens zwei Aperturblenden unter- 
schiedHcher Dimensionierungen tragender Btenden- 
schieber zwischen dem zweiten Teilerspiegel <T 2 ) 
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und der LiehtqueUe (6) fur das Beleuchtungsstrah- 
lenbQndd (B)dcs optischen Gerates vorgesehen isL 

6. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
sprtiche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet* daB zusatz- 
iich in der Ebene der LeuchtfeldnJende (9) eine Mar- 
ke (10a bzw. tOb) angeordnet ist 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Marke (10*J zwischen einer Dop- 
pelgiasplatte (31ajaus zwei sich kreuzenden FlQssig- 
kristallametlen (28, 29) mit in ihrem zentrisch ange- 
ordneten Kreuzungsbereich (30) einstdlbarer Uchi- 
schwachungscharakteristik besteht 

& Vorrichtung nach Anspruch fi, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Marke (XOb) aus einer Glasplatte 
(3tb) besteht auf der lediglich im Peripherbereich 
zum Zentrum weisende Strjehmarkierungen (32) 
vorgesehen sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich die Strichmarkierungen (32) dia- 
metral gegenuberliegen. 

10. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Ansprflche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Breite des Spaltes (24) der GrdBe des Bildes 
des Laser-Spots (16') entspricht 

1 L Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet. 
daB sich der Spalt (24) — ausgehend von eintm en- 
gen Zentraltctl — nach beiden DiodenhSlften (D\ 
bzw. Di) der Differenzdiode (Du Dz) hin symme- 
trisch bezuglich der Achse des Spaltes (24) erweitert 

12. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Ansprflche. dadurch gekennzeichnet, 
daB zusatzlich eine sichtbares Ucht aussendende. ju- 
stierbare Hilfslichtquelle (33) vorgesehen ist, die 
Qber ein optisches Glied (35), den ersten teildurchlas- 
sigen Strahlenteiler (T\) und eine Tubuslinse (4) in 
die im Abbildungsstrahlengang (A) vorhandene Zwi- 
schcnbildebene (5) abgebildet wird. 

13. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die LiehtqueUe (LD) Laserlicht im IR-Bereich 
emittiert 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die LiehtqueUe (LD) Laserlicht 
der Welleniange903 nm emittiert 

1 5. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden Ansprtiche. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Lichtquelle (LD) gepulstes Laserlicht emit- 
tiert 

16. Vorrichtung nach mindestens einem der vor- 
hergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet 
daB Mittel zur automatischen (Compensation chro- 
matischer Fehler des jeweils in Wirkstellung befind- 
lichen Objektivs (2) in Abhangigkeit der jeweils ver- 
wendeten Welleniange bzw. des jeweils verwende- 
ten Welleniangenbereichs des MeBlichtstraWenbun- 
dels (M bzw. Mb) vorgesehen sind. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet daB diese Mittel mechanische, opti- 
sche und/oder optoelektronische Kennungs-Bau- 
glieder umfassen, die im Zusammenwirken mit einer 
Steuereinheit und einem Verstellmotor fur die Linse 
(14) ein Hinfahren in eine optimale. wellenlangen- 
und objekuv-spezifische Kompensationsposition be- 
wirken. 
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Die Erfmdung bctriff t cine Vorrichtung zum selbstta- ganges, dcr anschlieBend mfc dem vertikal veriaufenden 

tigen Fokussieren auf in optischen Ger5ten. insbesonde- Abbildungsstrahlengang ziisammeroallt und des erfin- 

re Auflichtmikroskoperi. zu beirachtende Objekte, in dungsgemSBen modularen Emschubs (strichlimerter 

welcher mittels eines auBermitiig veriaufenden, separa- Kasten), der aus Grimden emer Gbersiehdicheren Dar- 

ten MeSstrahlenbQndels cin MeBlicntpunkt auf der Ob- 5 stellung durch Umklappen um 90° nach oben in die 

jektoberflache erzeugt und dieser mittels des remiuier- Zeichenebene gelegt wurde; 

ten. ebenfalls auBenrottig vertaufenden MeBstrahten- Fig. 2 eine mil Stncnmarkicrungen versehene Mar- 

bundels nach Ausblendung aus dem beleuchtungssciu- ke; 

gen MeBstrahlengang auf einer fotoeiektrischen Ein- Fig. 3 eine aus sich kreuzenden FlOssigknstallamel- 

richtung abgebildet wird derart daB deren Signale bei to ien bestehende Marke; 

Ausv/anderung dcr Objektcbene aus der Fokusebene Fig, 4 Detailansicht der Differeiudiode mil Spalt- 

des Objektivcs eine Steuereinrichtung crregen, welche blende. . t , ...... ; 

die Objektebenc in die Fokusebene zurfickfuhrt Eine In Fig. 1 ist em vended yerlaufender Abbildungs- 

Vorrichtung dicker Art ist durch die DE-PS 21 02 922 strahlengang A dargestellt Mit t ist em Objekt bezeich- 

bekannt 15 net dessen Oberflache sich in der Fokusebene befindet 

Esist weUerhinausderAT-PS3 53 497eine Vorrich- Das AbbildungssirahlenbQndel passiert zunachst ein 

tune zum automatischen Fokussieren des Cerates auf Objektiv 2. Nach Vcrlassen dcr ObjektivpupiUe 3 tntl 

unterschiedliche Objektebenen bekannt bei der zwi- das BQndel ,4 durch «nen d^hroi^en leitopif«d 

schen dem Objektiv und den fotoeiektrischen Empfan- T u der im sichtbaren Bereich ein 50/50-Verhaltnis und 

gem ein optisches Raster mit straUaufspaltenden Ei- 20 im IR eine ho^he Reflexion aufweist Nach Durchtntt 

eenschaften eingesetzt ist, welches in Richtung der opti- durch erne Tubuslmse 4 wird 111 der Zwischenbildebene 

schen Achse des Objektivs definiert verschiebbar sowie 5 ein Bild des Objektes I erzeugt Danach gelangt das 

senkrecht zu dieser Achse oszillierbar ist, wobei anstelle Bundel A zum nicht mit dargesteHten Okular O h 

des optischen Rasters auch ein dickenvariabler, aber Der Beleuchtungsstrahlengang des optischen Gerates 

ansonsten nmfester Doppelkeil treien kann. Wahrend 2s verlauft im dargesteHten Fall horizontal Von emer 

es bei der letttgenannten Einrichtung nachteilig ist daB Uchtquelle 6 tritt das BQndel B nach Verlassen einer 

es sich um ein »passives« System handelt bei dem die Optik 7 durch die Aperturblende 8, in deren Ebene em 

Bewertung der Bildscharfe allein aus dem Bild-»Ange- nicht mit eingezeichneter Aperturblendenschieber an- 

bot« in der betreffenden Zwischenbildebene erfolgt, geordnet ist der mindestens zwei Blenden unterschiedli- 

haftet der DE-PS 21 02 922 der Nachteil aa daB bei 30 cher Dimensionierung enthait Mit HUfe dieses Blenden- 

gewoltter Emstellung einer anderen Objektebene ais schiebers kann - manuell oder motorisch - mit Posi- 

Fokusebene der Durchmesser des Spots auf dem Objekt tionsrQckmeldung eine der Messung angepaBte Aper- 

vergroBert wird und daB der Spot auf der Objektober- turblende eingeschoben werden. Das BQndel B durch- 

flache vom Zentralpunkt auswandert Dabei kann es setzt sodann einen dichroitischen Strahlenteiler T 2t der 

eescheheitdaB der ausgewanderte Spot aufgrund einer 35 einen mBglichst hohen Transmissionswen fQr das von 

differenzienen Objektoberflachentopografie nunmehr der Uchtquelle 6 kommende skhtbare Ucht und einen 

ein Objektdetail boaufschlagt daB eine andere z-Lage mdghchst hohen Reflexionsweri . fur ]R;Strahlen auf- 

(z-Richtung verlauft in Richtung der optischen Achse weist In der Ebene der Leuchtfeldblende 9 befindet sich 

des Objektivs des optischen Gerites) aufweist Eine defi- eine Marke, deren Funktion weiter unten erlautert wird. 

nierte Off seteinstellung ist bei derart strukturierten Ob- 40 Das Bundel B irifft nach Durchtntt durch eine Unse 1 1 

jekten mit HUfe der bekannten Vorrichtung nicht immer auf den ersten dichroitischen Strahlenteiler Mon wo 

durchfuhrbar. Als weiterer Nachteil kommt hinzu, daB aus die reriektierten Anteile in Richtung zum Objekt I 

aufgrund der Spot-Vergr6Berung bei Defokussierung umgclenkt werden. ^ 

eine Verschiebung des Intensitatsschwerpunktes bei In dem strichlinierten Kasten ist der Laserautofokus 

Hell/Dunkel-Objektivstrukturkanten eintntt Daraus 45 als Modul Mo enthalten. Er kann - wie aus Fig. 1 

ergibt sich eine Erschwerung einer definierten Offset- ersichtlich - beispielsweise in Richtung des Pfeiles 12 m 

einstellung da der Offset von der Lage des Intensitats- ein bestehendes optisches Beleuchtungssystem, wie es 

schwerpunktes des Spots abhangt fur Auflichtmikroskope etwa in dem DE-Gbm 79 1 7 232 

Der Erfindungliegtdaher die Aufg.?be zugrunde, eine beschrieben ist eingeschoben werden. wobei an sich 

Laserautofokussierungs-Anordnung anzugeben.mil der 50 bekanme Rastmittel eine justiergenaue Position lerung 

unabhangig von der jeweiligen Objektstruktur und der des Moduls Mo im Beleuchtungsstrahlengang B sicher- 

verwendeten MeBlicht-Wellenlange sowie dem jeweils stellen. 

eingesetzten Objektiv bzw. dem jeweils vorhandenen Von emer LaserUchtquelle, die m der gezeigten Form 

optischen Gerat eine optimale automatische Fokussie- als Laserdiode LD ausgebildet ist. gent cm - vorzugs- 

rung ein definiert einstellbarer Offset wwie eine auto- 55 weise gepulstes - Licht aus. ZweckmSBigerweise wird 

matische Kompensation der chromatischen Fehler der IR-MeBlicht verwendet weil e\ d « ml ^ k ^P" c A h / B . ,l <J 

Obiektive der jeweiligen optischen GerSte realisiert nicht starend beeinfluBt Das MeBhchtbQndei M wird 

werden kann. "*>er cinc ortsfeste Linse 13 und sodann flber eine Lmse 

Die Aufgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs 14. die in axialer Richtung gemaB dem gesirichelten 

angegebenen Art durch die kennzeichnenden Teilmerk- w Doppelpfeil 15 manuell oder motorisch verschoben 

male des Hauptanspruchs gelost ZweckmaBige Ausge- werden kann. auf den dichroitischen Teilerspiegel T7 

staltungen der vorliegenden Erfindung gehen aus den geleitet. der an der optischen Schnittstelle beider Strah- 

AnsprQchen 2 bis 1 7 hervor. lengange M und B angeordnet ist. In der ZwischenbiW- 

Die Erfindung ist nachstehend anhand eines schemati- ebene, in der die Leuchtfeld blende 9 posilioniert ist 

schen Ausfuhrungsbeispiels nSher beschrieben. Es zeigt w s wird ein Bild der Laserhchtquelle LOerzeugt 

Fig. 1 eine ausschnittsweise Seitenansicht der Strah- Damit der MeBspoi 16 bei Defokussierung auf der 

lengange eines optischen Gerates. und zwar des zu- Oberflache des Objektes 1 auswandert, wird eine Halfie 

nachsi horizontal veriaufenden Beleuchiungsstrahlen- der Pupille 17 abgedeckt. Die geometnsche Abdcckung 
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einer Haifte dcs MeBIichtbiindels M gelingt mit Hilfe 
eines kombinierten optischen Bauteiis, beispielsweise 
eines Umlcnkprismas 18. welches in Hdhe dcr Pupille 17 
in den MeBstrahlengang M halftig eingefuhrt wird Es 
en thai t eine vollverspiegelte Prismenflache 19. Der Te»l 5 
des beleuchiungsseitigen MeBlichtbundels, der durch 
die Anordniing des Umlenkprismas 18 niche behinden 
wird ist in der F i g. 1 mil einer ersten Schraffur gekenn- 
zeichnet Der auBermittig verlaufende Teil des beleuch- 
tungsseitigen MeQIichtbOndels isi mit dem Bezugszci- io 
chen M b versehen. Das Mefllicht gelangt also entlang 
Mt» d. h. auBermittig und — im wesentlichen — parallel 
zur optischen Achse dieses modularen Teilsystems, in 
die Objekti vpupille 3. 

Nach Reflexion an der Oberfiache des Objekies 1 is 
passiert das remittierte MeBlichtstrahlenbundel M n das 
durch eine andere Schraffur gekennzeichnet ist, nach 
Reflexion an Tidiejenige Pupillcnhalfte von 17, die vom 
primaren MeOlichtbQndel Mt nicht beleuchtet wird Es 
wird sodann mittels der voHverspiegelten Flache 19 des 20 
Umlenkprismas 18 aus dem beleuchiungsseitigen MeB- 
strahlengang M herausgespiegelt und nach Totalrefle- 
xion an dcr Prismenflache 20 sowie nach Durchtritt 
durch eine Optik 21 auf die Differcnzdiode geleitet die 
aus zwei Dioden D\ und £h bestehu Anstelte des darge- 25 
stellten Umlenkprismas 18 — wie auch der anderen auf- 
gefOhrten einzelnen optischen, mechanischen und opto- 
elektronischen Bauteile — sind auch gleichwirkende 
Bauelemente verwendbar. 

In F i g. 4 sind beide Dioden, deren elektronische Ver- 30 
knOpfung untereinander sowie zu den Versorgungs- und 
Steuerungsbauteilen der Einfachheit halber nicht darge- 
stellt warden, in Detailanstcht gezeigt Zwischen beiden 
Dioden befindet sich ein schmaler Spalt 22. Vor der 
Differenzdiode Du O2 ist eine Spaltblende 23 angeord- as 
neL Sie tragi zur Reduzierung der Defokussierung bei 
Lichtstreuung an bestimmten Objektbereichen, wie 
Strukturkanten, bei Sie besieht aus zwei BlendenhaMf- 
ten, zwischen denen ein Blendenspalt 24 freigehalten 
wird Wie ersichtlich. verlauf t der Blendenspalt 24 senk- 40 
recht zum Diodenspalt 22 und hat vorzugsweise eine 
Breite, die dem Durchmesser des Bildes 16' des MeB- 
spots 16 entspricht In F i g. 4 liegt das Bild 16' des MeB- 
spots 16 exakt in symmetrischer Lage bezuglich beider 
Dioden Oj und Sie werden von gleichgroBen Antei- 45 
len von Uchtimensitat beaufschlagt Das Gesamtsystem 
befindet sich im fokussierten Zustand Im Defokussie- 
rungsfall ist das Bild 16' des Spots 16 aus der Zentrallage 
in Richtung des Doppelpfeiles 25 ausgewandert. Nicht 
mitdargestellte Miltel steuern nach MaBgabe der De- 50 
plazierung von 18' das Objekt — genauer: den Objekt- 
tisch 26 - in Richtung des Doppelpfeiles 27 bis zur 
v6lligen Wiederherstellung des Fokusfalles. NatQrhch 
kann anstellc einer Objekttischversteflung in z- Rich- 
tung auch eine z-Verstellung des Objektives 2 vorge- ss 
nommen werden. 

Die Breite des Blendenspaltes 24 kann variabel seta 
Ebenso ist es mogiich, den Blendenspalt — ausgehend 
von einem zentralen, engen Bereich — derart auszubil- 
den, daB er sich zu beiden Emzeldioden 0% und Oi hin 60 
stetig aufweitet, wobei jedoch immer symmetrische Fli- 
chen-VerhaUtnisse bezflguch einer in dem Diodenspalt 
22 senkrecht auf der Zcichenebene stehenden, gedach- 
ten Symmetrieebene gegeben sein mussen. 

In der Zwischenbfldebene, in der die Leuchtfeldblen- 65 
de 9 angeordnet ist, befindet sich eine Marke 10a bzw. 
106; mit deren Hilfe die Lage des unsichtbaren MeB- 
soots 16 ermittelt wird Sie kann aus einer sandwicharti- 



gen Doppelgiasplatte31abestehen.die in ihrem Inneren 
zwei sich im Plattenzentrum kreuzende Flibisigkristalla- 
mellen 28. 29 aufweist, welche je nach angelegter Span- 
nung (nicht mitdargesiellt) den zentralen Kreuzungsbe- 
reich 30 fQr das Beteuchtungslicht undurchlassig ma- 
chen konncn. Dicse Marke 10* (Fi g. 3) hat den Vorteil. 
daB sie — obwohl ortsfest gehaltert — bei Bedarf ein- 
oder ausgeschaltct werden kann. 

Als Alternative zur Marke 10a kann eine Marke lOo 
(Fig. 2) vorgesehen sein. die aus einer Glasplatte 31 b 
besteht. auf der nach Art eines Uhrenzifferblattes 
Strich mark ierun gen 32 angebracht sind, deren nicht 
vorhandene Verlangerungen zum Zen t rum weisen. Sie 
stellen also eine Hilfe fOr die Kennung der Position des 
MeBspots 16 dar. Die Marke 10a bzw. iOb liegt bewuBt 
im Beleuchiungsstrahiengang £, damit ihre Abbiklung 
auf die Oberfllche des Objektes 1 ohne zusatzliche 
Lichtquelle erfolgen kann. 

Wie aus F i g. 1 ersichtlich, kann die Lagemarkierung 
des MeBspots 16 auf optischem Wege mittels einer klei- 
nen, sichibares Licht emittierenden HilfsHchiquelle 33 
vorgenommen werden, die — wie durch die beiden sich 
kreuzenden Doppelpfeile 34 angedcutet — hinsichtlich 
ihrer Lage justierbar ist und die liber eine Optik 35, den 
Teilerspiegel T\ sowie die Tubuslinse 4 in die Zwischen- 
t>:>debene 5 abgebildet wird Hier fiberlagern sich die 
Bilder des Objektes 1 und der Hilfslichtauelle 33 und 
kdnnen vom Beobachter mit dem nicht dargestellten 
Okular Ok betrachtet werden. 

Wie bereits erwahnt, kann die Unse 14 parallel zur 
optischen Achse des MeBlichtbundels M, also axial bzw. 
longitudinal, definiert verschoben werden, und zwar ma- 
tt uell oder motorisch mit Positionsrflckmeldung. Auf- 
grund dieser Unsentranslation sind bei der erfmdungs- 
gemaBen Einrichtung die folgenden Zusatzfunktionen 
realisierbar: 

Erstens kdnnen dermierte Defokussierungen (»Off- 
set«) eingestellt werden, urn bei strukturierten Objekten 
mit in z- Richtung unterschiedlich hohen Objektdetails 
in verschiedenen Hdhenebenen mikroskopische Beob- 
achtungen durchfQhren zu kdnnen, und zweitens kdn- 
nen — bei Verwendung eines im Infraroten liegenden 
MeBlichtbundels - die von Objektiv zu Objektiv unter- 
schiedlichen Fokusdifferenzen zwischen dem infraroten 
und dem sichtbaren Licht korrigert werden. 

Die in axialer (longitudinaler) Richtung erfolgende 
Verschiebung der Unse 14 zur Realisierung einer defi- 
nierten Defokussierung hat im Vergleich zur transver- 
salen Verschiebung der Differenzdiode den Vorteil, daB 
der MeBpunkt auf dem Objekt im ausgeregehen Zu- 
stand des Laserautofokus nicht ausgewandert ist Ein 
weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daB der MeBspct 16 
einen minimalen Durchmesser aufweist und dadurch die 
Lage des Intensitatsschwerpunktes von Objektstruktu- 
ren unabhangig wird 

Urn einen automatischen Fokusausgleich bei Verwen- 
dung verschiedener Objektive (eines Objektivrevol- 
vers) herbeizufuhren. die trotz optimaler Korrektur im 
Sichtbaren mit individuellen chromatischen Abbil- 
dungs-Fehlern im Infraroten behaftet sind kann mit Hil- 
fe an sich bekannter Codier-Mittel, wie beispiebweise 
Licbtschranken, die am Objektivrevorver angebracht 
sind eine Zuordnung bzw. erne Positionsmeldung des 
gerade in WtrksteUung befmdlichen Objektives an eine 
nicht dargestellte elektronische Steuerzentrale erfolgen, 
von der Signale ausgehen, die die Unse 14 in eine Konv 
gierposition f ahren. Bei Verwendung eines anderen Ob- 
jektivs, dessen Wirkstellung mit Hilfe der jeweiligen Co- 
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dier-Mittel wiederum der Steuerzentrate »gemeldet« 
wird. gibt die Zentrale (Mikroprozessor) dem nichi mit 
dargestelhen Versiellmotor fOr die Linse 14 einen Be- 
fehl zum Axialverschieben nach MaOgabe des objektiv- 
bedingten Korrekiionsbel rages. Auf diese Weise tst 5 
beim Wechseln der Objektive jeweils eine optimale 
Scharfe im sichtbaren (Beobachtungs-)Bereich gewghr- 
leistet. 

Mil der erfindungsgemaQen Auiofokussier-Vorrich- 
lung kdnnen solche optischen Cerate ausgcrQsiet wer- to 
den — sei es. daB sie in diese inkorporiert sind oder daD 
sie als Modul in bzw. an diese adaptierbar sind — bei 
denen es darauf ankommt, »Objekte« im weitesten Sin- 
ne des Wones. beispielsweise mikroskopische Prapara- 
le. Gtasplatten. Halbleiterscheiben. gedruckte Schaltun- 15 
gen. Dias. Informaiionsspetcher, z. B. Biidplauen. usw. in 
Scharfsteltposition zu fahren. Dabei muQ zumindest ein 
Teilbereich dieses Objektes TOr den MeOsirahlengang 
reflekiierend ausgebildet sein. 

_ 20 
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